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(57) Изобретение относится к обработке ногтевой поверхности нетепловой (холодной) плазмой перед
нанесением отверждаемого энергией покрытия для ногтей. Генераторы нетепловой плазмы (NTP)
и электронные компоненты, которые питают и контролируют генераторы NTP, могут быть
включены в существующую стандартную для отрасли УФ-, СИД- или объединенную УФ/СИД-
отверждающую лампу для обеспечения NTP-отверждающей лампы. NTP-отверждающая лампа
удобно обеспечивает плазменную предварительную обработку и отверждение отверждаемого
энергией покрытия для ногтей, используя одно и то же устройство. Плазменная предварительная
обработка ногтевой поверхности перед нанесением отверждаемого энергией покрытия для
ногтей обеспечивает лучшую адгезию отверждаемого энергией покрытия для ногтей к ногтевой
поверхности, чем это обеспечивается без предварительной обработки.
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